
Title (en)
METHOD AND DEVICE FOR FORMING LAYERS OR BODIES IN SPACE

Title (de)
VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON SCHICHTEN ODER KÖRPERN IM WELTRAUM

Title (fr)
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FABRICATION DE COUCHES OU DE CORPS DANS L'ESPACE

Publication
EP 3587615 A1 20200101 (DE)

Application
EP 18000567 A 20180629

Priority
EP 18000567 A 20180629

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Schichten oder Korpern an einem Ort, der gegenüber den Verhältnissen auf der Erde
einen geringeren natürlichen Umgebungsdruck aufweist, wobei aus einem Trägergas und einem Pulver ein Pulver-Aerosol erzeugt wird, welches
unter dem Einfluss einer Druckdifferenz auf ein Substrat (A5) gelenkt wird und dort schichtweise abgelagert wird, wobei am Ort der Ablagerung
der Umgebungsdruck des Ortes herrscht. Eine Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist ebenfalls Gegenstand der
Patentanmeldung.
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